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  خدا نام به
 يرانا سازمان ملي استاندارد با آشنايي

 و تحقيقات استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصلاح قانون 3 مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسمي(استانداردهاي ملي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
 .دارد عهده به را ايران

به  29/6/90سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ نام مو
  .جهت اجرا ابلاغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

 مؤسسات علمي، و مراكز نظران كارشناسان مؤسسه صاحب از بمرك فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 و توليدي، فناوري به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي،
 وارد و صادركنندگان كنندگان،مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري

 ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان،

 در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفعذي مراجع به نظرخواهي براي

  .شودمي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة
 كنند در مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صلاح ذي و مندعلاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش
 بدين ترتيب، استانداردهايي .شودمي منتشر و چاپ ايران لـيم استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كميتة

 كه مربوط ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه
المللي  بين كميسيون 1(ISO)استاندارد المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه الملليبين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
5(CAC) از كشور، خاص هاي نيازمندي و كلي رايطش به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كندمي فعاليت كشور در 

  .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي پيشرفت آخرين
 و سلامت كنندگان، حفظ مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران سازمان ملي استاندارد

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست ملاحظات و محصـولات كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني

 استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقلام يا/و ر كشو داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صادراتي كالاهاي استاندارد اجراي كشور، صولاتمح براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
در  فعال مؤسسات و سازمانها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را   آن بندي درجه
و  ها ايشگاهآزم محيطي،زيست مديريت و كيفيـت مـديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة
 نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين ايران سازمان ملي استاندارد سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  مراكز

 آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صلاحيت تأييد گواهينامة لازم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صلاحيت   

انجام  و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .ندك نظارت مي
   .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

                                                            
1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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   تدوين استانداردفني كميسيون 

   -مساحت: طحبافت س -(GPS)هاي هندسي فرآورده  ويژگي" 
  "گيري بافت سطح ها براي اندازه بندي روش طبقه: 6قسمت 

   
 

                                                           : رئيس
                           فرهاد،  خاكسار حقاني دهكردي

  )دكتراي رياضي(
 

  :دبير
                            ليمحمدي نافچي ،  بهروزع
                            )فوق ليسانس رياضي(
  

 )اسامي به ترتيب حروف الفبا(  :اعضاء

                            ايماني ايمانلو ، جمشيد
                    )  ليسانس فيزيك هسته اي(
  

                                         پناهي بروجني ، علي
     )                           هندسي مكانيكليسانس م(
  

  ...، حشمت ا جعفريان 
  )ليسانس مهندسي صنايع(
  

                                             شهرام،  حيدريان
  )دكتراي رياضي(
   

                            حيدري ، غلامحسين
  )فيزيك دكتراي(
  

                            دايي جواد ، حسين
)                              ليسانس مهندسي متالورژي(
  

     رستمي چالشتري ، سياوش                            

 
 سمت يا نمايندگي

 واحد شهركرد عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي
   

  
  

 و بختياري محال چهار استاناداره كل استاندارد معاون فني 
  
  
  

  مدير كنترل كيفيت شركت گازسوزان فروزان 
  
  

  مدير كنترل كيفيت كارخانجات برفاب 
  
  

  مسئول سيستم هاي كيفيت كارخانجات برفاب
  
  

 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد
  
  

 نشگاه ملايرعضو هيئت علمي دا
  
  

   محال و بختياري چهار استاناستاندارد كارشناس اداره كل 
  
 

مدير تضمين كيفيت مجتمع پتروشيمي مارون شركت ملي صنايع 
  پتروشيمي 
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             )              فوق ليسانس مهندسي شيمي(
   
   

  حميد سميع ،
  )فوق ليسانس مهندسي مكانيك(
  

                             سليميان ، فرشاد
)                                  ليسانس شيمي كاربردي(
  

                             ...عليمحمدي نافچي ، رحمت ا
  ) ليسانس رياضيات(
  

                             فروزنده ساماني ، محمد
 )ليسانس مهندسي برق(

  
                             كارگر ، عباس

  )دكتراي مهندسي برق(
                       

                                 گل محمدي ، هاشم
  )مكانيك ليسانس مهندسي(
  

                            سميرا،  لوح موسوي
  )ليسانس حسابداري(
  

                                             مصطفوي ، فرشاد
  )ليسانس مهندسي ماشين آلات(
  

                                     ...نظري دهكردي ، عبدا
                                  )انس مهندسي صنايعليس(
                  

                             نوروزي ، عباس
   )                            فوق ليسانس شيمي تجزيه(
 
 
  
 

 
  

  معاون پژوهشي دانشگاه جامع علمي كاربردي مركز پيام شهركرد 
  
  

 استان چهار صنعت، معدن و تجارترئيس اداره نظارت سازمان 
  ختياري محال و ب

  
محال و  چهار استان صنعت، معدن و تجارتسازمان معاون توليد 

        بختياري
  

  محال و بختياري چهار استانكل استاندارد  كارشناس اداره
   

  
   عضو هيئت علمي دانشگاه شهركرد

  
  

  مدير تضمين كيفيت شركت جهان كار اصفهان 
  
  

       آرد جرعه توليدي شركت
  
  

  كت توكل مسؤل كنترل كيفيت شر
  
  

    مديركل استاندارد استان چهار محال و بختياري
  
  

محال و  چهار استاناجتماعي  رفاهكار و تعاون، بازرس سازمان 
  بختياري

  
                                                                                    



 

 ه 
 

  
  فهرست مندرجات

  
  حهصف  عنوان

    
  ب        آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران

          ج    كميسيون فني تدوين استاندارد
  و    گفتار پيش

  ز    مقدمه
   1   هدف و دامنه كاربرد      1
    1   مراجع الزامي      2
    2   اصطلاحات و تعاريف      3
    2   اصطلاحات عمومي   1- 3
              3   گيري بافت سطح هاي اندازه بندي روش هتعاريف براي طبق   2- 3
       5   هاي ويژه اصطلاحات و تعاريف براي روش   3- 3
    10  بندي طرح طبقه      4

     13  شناختي هاي اندازه محدوديت -)اطلاعاتي(پيوست الف 
   GPS  15ارتباط با الگوي ماتريس  -)اطلاعاتي(پيوست ب 
   17  كتابنامه -)اطلاعاتي(پيوست پ 
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  گفتار پيش 
 

هـا بـراي    بنـدي روش  طبقـه : 6قسـمت   -مسـاحت : بافـت سـطح   -(GPS)هـاي هندسـي فـرآورده     ويژگي"استاندارد 
اسـتاندارد ايـران تهيـه و     ملـي  سـازمان هاي مربوطه توسـط   نويس آن در كميسيون كه پيش "گيري بافت سطح اندازه

 مـورخ  هـا  انـدازه شناسـي، اوزان و مقيـاس   ملـي اسـتاندارد    هكميت ـ هياجلاس ـ و نود و سومين يكصدتدوين شده و در 
 سـازمان قانون اصـلاح قـوانين و مقـررات     3تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده  مورد 21/9/1391
  .شود يبه عنوان استاندارد ملي ايران منتشر م  1371ايران مصوب بهمن ماه استاندارد  ملي

، علـوم و خـدمات،   هـاي ملـي و جهـاني در زمينـه صـنايع      براي حفظ همگامي و همـاهنگي بـا تحـولات و پيشـرفت    
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه بـراي اصـلاح يـا تكميـل ايـن      

بنـابراين بـراي   . بوط مورد توجه قـرار خواهـد گرفـت    استاندارد ارائه شود، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مر
  .مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد

  
  :اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است هخذي كه براي تهيأمنبع و م

  
ISO 25178-6: 2010, Geometrical product specifications (GPS)- Surface texture: Areal-     
Part 6: Classification of methods for measuring surface texture   
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  مقدمه
 

  . است " GPS(1(هاي هندسي فرآورده  ويژگي"اين استاندارد، يكي از استانداردهاي ملي ايران در رابطه با 
به  GPSالگوي ماتريسِ  و اين اسـتاندارد با اسـتانداردهاي ديگر هرابـط هباردر  كاملاطـلاعات با جزئيات  كسب براي

  .رجوع شود بپيوست و  ]در كتابنامه 2رديف [ ISO/TR 14638استاندارد 
را گيرد  مورد استفاده قرار مي 2سطح گيري بافت در اندازه عمدتاً كه يهاي براي روش بندي سيستم طبقه ،اين استاندارد

ها  كند كه مشخصه هاي ديگر اين استاندارد فراهم مي قسمت هبراي توسع اي زمينهبندي،  سيستم طبقه. دكن مي تعيين
بندي براي كمك به  چنين طبقه. كند مي تعيينرا  منحصر به فردهاي  براي برخي از روش گيري و استانداردهاي اندازه

در نظر  شانكاربرد متناسب بااعمال استانداردها  هنحو براي تعيينهمچنين و  ها روشگوناگون  نتخاب و درك انواعا
با اين  .مورد لحاظ قرار گيردعمومي  ه طورب تا حد امكان بندي سيستم طبقهكه  اين استمنظور  .شود گرفته مي

       . دنشو گنجانده نمي ها روش اي از رده هيچ دربه طور واضح د كه نممكن است وجود داشته باش هايي دستگاهوجود، 
 
 

 

                                                            
1- Geometrical Product Specifications 
2- Surface texture 
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   -مساحت: بافت سطح - (GPS)هاي هندسي فرآورده  ويژگي
  گيري بافت سطح ها براي اندازه بندي روش طبقه: 6قسمت 

    
  كاربرد  ههدف و دامن          1

گيـري   هايي است كه عمدتاً بـراي انـدازه   بندي براي روش سيستم طبقه عيينتهدف از تدوين اين استـاندارد، 
هـا   بين رده ه، رابطكند مي ها را تعيين از روش 1اين استاندارد سه رده. گيرند ر ميبافت سطح مورد استفاده قرا

  . كند هاي ويژه را توصيف مي و به طور اختصار روشدهد  ميرا توضيح 
  
  مراجع الزامي          2
. ده استها ارجاع داده ش مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن 

  .بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود
ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيه

ها ارجاع داده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  . ها مورد نظر است هاي بعدي آن شده است، همواره آخرين تجديد نظر و اصلاحيه

  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است 
  
: سطحبافت  -)GPS( هاي هندسي فرآورده ، ويژگي1388سال  11430 هاستاندارد ملي ايران شمار      2-1

  سطحات، تعاريف و پارامترهاي بافت اصطلاح -روش نيمرخ
  
  شناسي ها و اصطلاحات پايه و عمومي اندازه ، واژه1378سال  4723 هاستاندارد ملي ايران شمار      2-2
  

2-3   ISO 25178-2: 2012, Geometrical Product Specifications (GPS)– Surface texture: Areal- 
Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters  
 
2-4       ISO/IEC Guide 99: 2007, International vocabulary of metrology- Basic and general 
concepts and associated terms (VIM)  

                                                                                               
  اصطلاحات و تعاريف            3

       11430 هشـده در اسـتانداردهاي ملـي ايـران شـمار      تعيـين در اين استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعـاريف  
 ،ISO/IEC Guide 99و   ISO 25178-2المــللي  ، اسـتانداردهاي بيـن1378سال  4723 هشمار ،1388سال 

 . روند به كار مينيز  اصطلاحات و تعاريف زير

   

                                                            
1- Class 



 

2 
 

  اصطلاحات عمومي       3-1
  
3-1-1    

  1دستگاه مختصات
   .شوند گيري مي اندازه در آن كه پارامترهاي بافت سطح يدستگاه مختصات

  
اسـتفاده   مسـتطيلي مختصات از يك دستگاه  باشد، معمولاً) يا بخشي از يك صفحه(صفحه يك  ،اگر سطح اسمي -1يادآوري 

خـط   بـا  4همخـط رديـابي   3جهت هاX، محور دهند را مي 2دكارتي راستگرد همجموعيك تشكيل محورها  كه شود به طوري مي
) اطـراف محـيط  از ماده بـه  (بيرون  ها در جهتZمحور  و مستقر شدهبر روي سطح اسمي  هاYمحور  همچنينو بوده  ميانگين

 ـ تـع شده اس ــمورد پذيرش واق طيليـدستگاه مختصات مستدر اين استاندارد،  .دـاستقرار يافته باش  1-2-3ه اسـتثناي بنـد   ب
    .است شده عييناي ت دستگاه مختصات استوانهبراي آنها  كه 3-3-3و بند  3يادآوري 

  
        .  رجوع شود ISO 25178-2 همچنين براي دستگاه مختصات ويژگي به استاندارد -2يادآوري 

   
3-1-2   

  5نيمرخ سطح 
  شود جه مياي معين نتي سطح حقيقي با صفحهيك كه از تلاقي نيمرخي 
جهت مناسب با سـطح حقيقـي قـرار    يك به صورت موازي و در  اسميكه به طور  قائم  صفحهيك معمولاً در عمل،   -يادآوري

   .  شود دارد، انتخاب مي
  ] رجوع شود 4-1-3بند  1388سال  11430 هبه استاندارد ملي ايران شمار[
   

3-1-3   
   6مقدار عرضي

 Z(x, y) 

  . است (x, y) ارتفاع سطح در موقعيت
   گيري بافت سطح هاي اندازه بندي روش تعاريف براي طبقه     3-2
3-2-1    

  7خط روش نيمرخ
هـاي   به عنوان دادهرا سطح  2هاي قاعدگي بينمودار دو بعدي يا نيمرخ  كه سطح 1توپوگرافيگيري  روش اندازه

  . شود بيان z(x)تابع ارتفاع ممكن است از ديدگاه رياضي به عنوان  ،كند توليد ميگيري  هاي اندازه داده
                                                            
1- Coordinate system 
2- Right-handed Cartesian set 
3- Direction 
4- Co-linear 
5- Surface profile 
6- Ordinate value 
7- Line-profiling method 
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بـه منظـور   ) 3-2-3بنـد  ( مسـاحتي سـازي   يكپارچـه روش و ) 2-2-3بند ( مساحتي توپوگرافيدر مقايسه، روش  -1يادآوري 

  . گيرد ميمورد استفاده قرار  هاي تكي بجاي نيمرخ ،منتخب از سطح مساحتيسطح بر روي  بافت تعيين كميت
  

 روبـش شـامل   انـد  توسـعه يافتـه   ،هاي خط گيري نيمرخ ويژه براي اندازه طور تجهيزاتي كه بههاي مربوط به  مثال -2يادآوري 
 5نـوري  يو نيمـرخ ديفرانسـيل   ]در كتابنامـه  3رديف [ 4سنج تغيير فاز تداخل ه، نسخ اولي]در كتابنامه 1رديف [ 3يسوزنتماس 

   . شوند مي] در كتابنامه 5و  4هاي  رديف[
  

 گيري هاي مدور را اندازه باشند و نيمرخ مياي  در دستگاه مختصات استوانهچرخشي  روبشداراي هاي خاص  روش -3يادآوري 
     . باشد سنجي مي تداخلمدور نيمرخ يك مثال در اين مورد . است  هبه عنوان تابعي از زاوي zكنند به طوري كه  مي
     
3-2-2   

  مساحتي توپوگرافيروش 
از ديدگاه رياضـي بـه عنـوان    ممكن است  كند ميتوليد  سطح را توپوگرافيتصوير گيري سطح كه  هروش انداز

  .شود بيان (x, y)دو متغير مستقل با   z(x, y)تابع ارتفاع 
  

يـا مـورد پـذيرش واقـع      توسعه يافته توپوگرافي مساحتيهاي  گيري هايي كه براي اندازه هاي مربوط به روش مثال -1يادآوري 
، ]در كتابنامـه  8رديـف  [ ميكروسـكوپي  تغييـر فـاز   يسـنج  ، تـداخل ]كتابنامهدر  7رديف [سوزني  تماس روبش ند شاملا شده

كـانوني   هم، ]در كتابنامه 11رديف [ 7پيوكانوني ميكروسك ، هم]در كتابنامه 10و  9هاي  رديف[ 6منسجم يروبشسنجي  تداخل
در  14و  13هـاي   رديـف [ )سـه گـوش سـازي   شـامل  ( 9نور ساخته شـده  تصوير ،]در كتابنامه 12رديف [پي وميكروسك 8رنگيِ

، ]در كتابنامـه  5و  4هـاي   رديف[نوري  ي، نيمرخ ديفرانسيل]در كتابنامه 15رديف [ 10تغييرات كانوني ميكروسكوپي ،]كتابنامه
، ]در كتابنامه 18و  17اي ه رديف[ 12اي خودكانوني نقطه، نيمرخ ]در كتابنامه 16  رديف[ 11ديجيتالي ميكروسكوپيهولوگرافي 

  SEM  15سـازي برجسـته   ،]در كتابنامـه  20و  19هـاي   رديف[ 14(SEM) 13تبديل زاويه براي ش ميكروسكوپي الكترونيكيروب
 ـ، ]در كتابنامه 22و  21هاي  رديف[  17و نيـروي اتمـي ميكروسـكوپي   ] در كتابنامـه  23  رديـف [ 16ش تـونلي ميكروسـكوپي  روب
مـوازي   هـاي  ها اغلب از مجموعه نيمرخ براي اين روش مساحتگيري  قابليت اندازه .شوند مي] نامهدر كتاب 25و  24هاي  رديف[

                                                                                                                                                                                          
1- Topography 
2- Surface irregularities 
3- Contact stylus scanning 
4- Phase-shifting interferometer 
5- Optical differential profiler 
6- Coherence scanning interferometry 
7- Confocal microscopy 
8- Chromatic  
9- Structured light projection 
10- Focus variation microscopy 
11- Digital holography microscopy 
12- Point autofocus 
13- Angle-resolved scanning electron microscopy 
14- Scanning electron microscopy (SEM)  
15- Stereoscopy 
1- Scanning tunneling microscopy 
2- Atomic force microscopy 
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همچنـين  هـا   تمـامي ايـن روش  . شوند حاصل مي ،هاي ميكروسكوپ در دوربين دو بعدي تصاوير 1يا از دستكاري  متوالي يروبش
   .دنگيرخط مورد استفاده قرار -نيمرخمبتني بر براي توليد نتايج  ممكن است

  
هـاي مـوازي    هاي متوالي از قبيل مجموعـه نيمـرخ   از نيمرخ  z(x, y)سطح  توپوگرافيهايي كه تصوير  براي روش -2يادآوري 

z(x)   2هـا در امتـداد محـور آهسـته     گيري هاي لازم براي تحقق درستي اندازه شود مراقبت توصيه مي، دهند تشكيل ميرا z(y) 

نمـايش داده شـود، در برخـي مـوارد      مساحتيممكن است براي يك روش بافت  z(x, y) پوگرافيتواگرچه تصاوير . انجام پذيرد
 هممكن اسـت بـه وسـيل    z(y)حساس نباشد يا درستي نيمرخ  z(y) توپوگرافيروش مورد نظر در واقع ممكن است به تغييرات 

        . رانش تجهيزات محدود شود
   

3-2-3   
  يمساحتروش يكپارچه سازي 

نتـايج  همچنـين  و كنـد   مـي گيري  را اندازه آناز  مساحتيبه نمايندگي از سطح، كه گيري سطح  زهروش اندا
   . كند را توليد مي بستگي دارد بافت سطح از مساحتيشده عددي كه به خواص يكپارچه 

  
  . كنند نميرا توليد  z(x, y) مساحتي توپوگرافيهاي  يا داده  z(x) هاي نيمرخ خط داده ،ها اين روش -1يادآوري 

  
هـايي  آنشـامل   ،انـد  توسـعه يافتـه   يمسـاحت هاي يكپارچه سازي  به عنوان روشتجهيزاتي كه مرتبط با هاي  مثال -2يادآوري 

در  27  رديـف [، پراكندگي نور بـراي تبـديل زاويـه    ]در كتابنامه 26  رديف[نور يكپارچه كل  3پراكندگي هاي كه روش شوند مي
در  29  رديـف [ )جريـان ( 5گيـري پنوماتيـك   و انـدازه ] در كتابنامـه  27  رديـف [ 4مـوازي  ها صـفح مقاومت ظرفيتي ب، ]كتابنامه
    .دهند قرار ميرا مورد استفاده  ]كتابنامه

  
هـاي آزمايشـي    يـا آزمونـه   كـاليبره شـده   6اي زبريِ هاي مقايسه م با آزمونهأتو يمساحتهاي يكپارچه سازي  روش -3يادآوري 

فرآيندهاي مشابه يا براي  توسطهاي ساخته شده  براي متمايز كردن بافت سطح قسمت 7گرهايي هسيقامكاليبره شده به عنوان 
         . گيرند هاي بافت سطح تكراري، مورد استفاده قرار مي اجراي ارزيابي

  
   ويژه هاي  براي روش اصطلاحات و تعاريف         3- 3
3-3-1    

    سوزنيتماس  روبش
كـه  بـه طـوري    كنـد  استفاده مي يسوزنتماس از  1پراباز طريق سيستم  ،سطح وگرافيتوپگيري  روش اندازه

  . شود سيگنال به عنوان تابعي از موقعيت تبديل مييك حركت آن به 

                                                            
3- Manipulation 
4- Slow axis 
5- Scatter 
6- Parallel-plate capacitance 
7- Pnumatic (flow) measurement 
8- Roughness 
9- Comparators 
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            .رجوع شود  ISO 25178-601براي كسب اطلاعات بيشتر به استاندارد  -يادآوري

  
3-3-2    

  سنجي تغيير فاز ميكروسكوپي تداخل
   2PSI    

طـول مـوج تأثيرگـذارِ     روشـناييِ  داراي ميكروسكوپ نـوري يك از طريق  ،سطح توپوگرافيگيري  روش اندازه
 ـ   ،شـود  سـنجي يكپارچـه مـي    تـداخل  متعلقـات با كه  معلوم  3هـاي  طوقـه متـوالي بـا    هتصـاوير نـوري چندگان
    . شود محاسبه مي  تمساحسطح  توپوگرافينيمرخ يا تصوير  هاكه از آن كند سنجي توليد مي تداخل

  
از پرتوهـاي   كـه دو يـا بيشـتر    شـوند  توليد مي سنجي تيره در تصاوير به هنگامي هاي تداخل نور و طوقه 4هاي نوار -1يادآوري 

  . شوند تركيب  5نوري متقابل
  

  . رجوع شود  ISO 25178-603براي كسب اطلاعات بيشتر به استاندارد  -2يادآوري 
  
3-3-3   

    سنجي  تداخلور مدنيمرخ 
داراي پرتـوي  شـود   حـس مـي   سـنج  تـداخل  پراب با موضعي روش نيمرخ سطح كه از طريق آن ارتفاع سطح

در دسـتگاه   z)(بنـابراين نيمـرخ مـدور     ،باشـد  مـي  بر روي محيط دايره و پرتوي مرجـع در مركـز   يشروب
     .كند  ايجاد مي مساحتي توپوگرافيتصوير بجاي نيمرخ خط يا ترجيحاً را اي  مختصات استوانه

  
3-3-4   

  نوري ينيمرخ ديفرانسيل
اي كـه بـه طـور نزديـك      هاي ارتفاع بـين دو نقطـه   تفاوت كه از طريق آن ،سطح توپوگرافيگيري  روش اندازه

سطح  شوند و نيمرخ گيري مي در امتداد جهت عبور بر روي سطح اندازه در توالي نزديك اند گذاري شده فاصله
   .آيند بدست مي هاي ارتفاع موضعي يكپارچه سازي اين تفاوت از طريق

    
     .  موسوم است " 6نومارسكي ينيمرخ ديفرانسيل"اين نيمرخ همچنين به  -يادآوري

  

                                                                                                                                                                                          
1- Probing system 
2- Phase-shifting interferometric (PSI)  
3- Fringes 
4- Bands 
5- Coherent optical beams 
1- Nomarski 
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3-3-5   
  منسجم يشروبسنجي  تداخل

  1CSI   
ش طول مسير روبر حين ها د آن موضعي كردن تداخل طوقه از طريقكه  ،سطح توپوگرافيگيري  روش اندازه

  . كند سطح فراهم مي توپوگرافي هاي را براي تعيين نقش شيوهنوري، 
  

  تصويرسـازي  ، بـراي  ]در كتابنامـه  29  رديـف [نـوري منسـجم موسـوم اسـت      2نگاري پرتو  كه به فناين  يك تنوع –يادآوري 
     . گيرد ه طور وسيع مورد استفاده قرار ميسه بعدي از طريق مواد شفاف بخصوص براي كاربردهاي پزشكي و زيست شناختي ب

  
3-3-6    
  ميكروسكوپي 3كانوني هم

منبع نور روشـن شـده    هبه وسيل 4شيئي با سوراخ كوچكآن  از طريقكه  ،سطح توپوگرافيگيري  روش اندازه
 واقـع شود و نور از طريق عدسي به سوراخ كوچـك دوم   مي بازتابتوسط عدسي بر روي سطح تحت بررسي، 

  . كند عمل مي 6فضايي هشود و به عنوان پالاي به عقب منعكس مي 5جلوي آشكارسازدر 
  .رجوع شود  ISO 25178-602براي كسب اطلاعات بيشتر به استاندارد  -يادآوري

  
3-3-7   
    كانوني رنگي ميكروسكوپي هم

 ـ   بـا   يكـانون  سطح، متشـكل از ميكروسـكوپ هـم    توپوگرافيگيري  روش اندازه  اسـباب ا عدسـي شـيئي كـه ب
طـول   هبـه وسـيل  ه آن ارتفاع سطح در يك نقط از طريق و يكپارچه شده )7سنج براي مثال طيف( آشكارسازي

   . شود بازتاب شده از سطح، حس مي موج نورِ
  .رجوع شود  ISO 25178-602براي كسب اطلاعات بيشتر به استاندارد  -يادآوري

   
3-3-8   

   8نور ساخته شده تصوير
سطح يك مشخص بر روي  طرحيبا ساختار يا  بازتاب نور آن از طريقسطح، كه  توپوگرافيگيري  روش اندازه

سـطح را مجـاز    توپوگرافيشده، تعيين  بشي ايجادنور تا دانشطرح نور بازتاب شده همراه با  شود و مي تصوير
    . كند مي

                                                            
2- Coherence Scanning Interferometry (CSI) 
3- Tomography 
4- Confocal 
5- Pinhole 
6- Detector 
7- Spatial filter 
8- Spectrometer 
1- Structured 
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عنوان ممكن است به  فنيا بصورت خط ظريف باشد، اين  افتهيتمركز  هنقطيك بصورت شده  ايجادهنگامي كه نور  -يادآوري

  .شود شناخته "سه گوش سازي"
  
 3-3-9   

  تغييرات كانوني ميكروسكوپي 
يا خاصيت ديگر نور بازتاب شده در (سطح  تصوير 1وضوح آن از طريقسطح، كه  توپوگرافيگيري  روش اندازه
ن ارتفاع سطح در هر موقعيت در امتداد سـطح مـورد   تعيي ه منظوردر يك ميكروسكوپ نوري ب) تنظيم بهينه

  . گيرد استفاده قرار مي
  
3-3-10   
 ديجيتالي ميكروسكوپي هولوگرافي 
  DHM2     

يـك  موج مرجـع و  يك از تداخل بين  قراردادي هولوگرام آن از طريقسطح، كه  توپوگرافيگيري  اندازه روش
ثبـت و   سـطح،  توپـوگرافي يجيتـالي بـه منظـور    بصـورت د  است بازتاب شده سطحيك توسط كه موج شيئ 
   .شود پردازش مي

  
انتشار  قابليت ،DHMبا اين واقعيت كه  استمتمايز  ]در كتابنامه 31  رديف[ فركانسي حامل هاي از روش  DHM  -يادآوري 

روش فركانسـي  تاً عمـد  .كنـد  ممكن مـي را سطح پردازش شده  تصويردر  يميدان توسعه يافتهعمق و را مقدور ساخته  3يميدان
              . گيرد مورد استفاده قرار مي بجاي زبري 4شكل گيريِ اندازه برايحامل 

  
3-3-11   

  اي  نيمرخ خودكانوني نقطه
متمركـز   توسـط بـه طـور خودكـار    آن ارتفاع سطح موضـعي   از طريقسطح، كه  توپوگرافيگيري  روش اندازه

در موقعيت حساس آشكارساز به عنوان تابعي از ارتفـاع سـطح    ،نهاز نمو يبازتاب هپرتوي نور كانوني شدكردن 
    .شود گيري مي اندازه

  
3-3-12   
  ميكروسكوپي براي تبديل زاويه يالكترونش روب

  SEM5   
                                                            
2- Sharpness 
3- Digital Holography Microscopy (DHM) 
4- Field  
5- Form 
1- Scanning Electron Microscopy (SEM)  
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اي بازتاب  هاي زاويه توزيع توسطهاي موضعي سطح  آن شيب از طريقسطح، كه  توپوگرافيگيري  روش اندازه
سازي ايـن   يكپارچه هبه وسيل مساحتي توپوگرافيد و يك تصوير نشو تعيين مي نويهيا شدت انتشار الكترون ثا

  . آيد هاي موضعي بدست مي شيب
  
3-3-13   

   SEM  سازي  برجسته
 ـوير اتص ـ از )يا گـاهي بيشـتر  (آن دو  از طريقسطح، كه  توپوگرافيگيري  روش اندازه الكترونـي   هشـد  شروب

و مقايسـه   شـود  مي برداشته ،شده دار جهت با تفاوت اندك يايايدر زوكه  از يك سطح )SEM(ميكروسكوپي 
     .كند سطح را مجاز مي توپوگرافيتعيين  ،حاصله سازيبرجسته تحت تأثير  دو تصوير

  
3-3-14    
  ش تونلي ميكروسكوپيروب

  STM١     
در جريـان   ا ارتفاعتعيين ارتفاع سطح از تغييرات مرتبط ب آن از طريقسطح، كه  توپوگرافيگيري  اندازه روش

و با ولتاژي ثابـت كـه   توليد شده بسيار نزديك به آن  2يرسانا  تيغه بين سطح رسانا و در كه تونلي الكتريكي
   .شود مي باشد، انجام بين آنها برقرار مي

   
     
3-3-15   

  نيروي اتمي ميكروسكوپي
  AFM3  

  شي ميكروسكوپيروبنيروي 
  SFM4   

بين نوك  6يا رانش 5جاذبه سطح، كه از طريق آن ارتفاع سطح از نيروي مكانيكي توپوگرافيگيري  روش اندازه
  .  شود سطح حس مي و پرابنوك 

  
 ـ پـراب هـاي   تواننـد همچنـين بـه عنـوان روش     دو روشي هسـتند كـه مـي    )SFM اي(  AFM و  STM -يادآوري  هش شـد روب

ظرفيـت  ، )NSOM/SNOM 8(وپي ميـداني  ش نـوري ميكروسـك  روب همچنين  SPM .بندي شوند طبقه) SPM 7( ميكروسكوپي

                                                            
2- Scanning Tunnelling Microscopy (STM) 
3- Conducting tip 
4- Atomic Force Microscopy (AFM)  
5- Scanning Force Microscopy (SFM)  
1- Attraction 
2- Repulsion  
3- Scanned Probe Microscopy (SPM) 
4- Near-field Scanning Optical Microscopy (NSOM/SNOM)  
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 ههـا دردامن ـ  مرتبط با ايـن روش  خاصاستانداردهاي  هتوسع. گيرد و سايرين را در بر مي )SCM 1(ميكروسكوپي  يشروب خازني
        .  قرار دارد ISO TC 201, SC 9, Scanning probe microscopyكاربرد 

   
3-3-16   

  پراكندگي يكپارچه كل 
 ،وسيعي از زوايا هنور پراكنده شده از سطح بر روي گستر سطح، كه از طريق آن مساحتازي س روش يكپارچه

مربوط به زبري سـطح مـورد اسـتفاده قـرار     ) ميانگين مربع ريشه( rms2 همحاسب ه منظورآوري شده و ب جمع
    . گيرد مي
  
3-3-17   

  پراكندگي تبديل زاويه  
تابشـي   هبه عنوان تابعي از زاوي آن نور پراكنده شده از سطحسطح، كه از طريق  مساحتسازي  روش يكپارچه

 rms همحاسـب  بـه منظـور  گيـري ممكـن اسـت     شود و تابع انـدازه  ميآوري  جمع ،پراكندگي يا هر دو هيا زاوي
  . و ساير پارامترهاي زبري مورد استفاده قرار گيرد طيفيتوان زبري، چگالي ) ميانگين مربع ريشه(
  
    

3-3-18   
  موازي  هبا صفح خازني فيتروش ظر

 ييبر روي سطح رسـانا  خازني ظرفيت هصفحقرارگيري يك سطح، كه از طريق  مساحتسازي  روش يكپارچه
 همحاسـب  بـراي شـود   كه بين دو عنصر نتيجه مي ظرفيت خازنيو  وجود دارد بين آنهادر بندي  عايق ماده كه

   . گيرد زبري مورد استفاده قرار مي گيپارامتر وابست
  
3-3-19   

   يگيري پنوماتيك سيستم اندازه
زبـر سـاخته    يسطح، كه از طريق آن گاز بـراي جريـان يـافتن بـر روي سـطح      مساحتسازي  روش يكپارچه

زبري مورد اسـتفاده   گيپارامتر وابست هبه منظور محاسب) يا كميتي مرتبط(شود و مقاومت در برابر جريان  مي
  .    گيرد قرار مي

      
  
  
  

                                                            
5- Scanning Capacitance Microscopy (SCM)  
6- Root-mean-square (rms)   
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  بندي  طبقه طرح        4
 هگيري بافت سطح ممكن است در سـه رد  اندازه براي ها روشنشان داده شده است  1اي كه در شكل  به گونه

سـازي   هـاي يكپارچـه   و روش مسـاحتي  توپوگرافيهاي  هاي نيمرخ خط، روش روش: شوند  عمومي زير تقسيم
  . مساحتي

، مسـاحتي  توپـوگرافي هـاي   روش. كننـد  يرا توليـد م ـ  z(x) توپـوگرافي هـاي   هاي نيمرخ خـط، نيمـرخ   روش
 قـرار دادن كنـار هـم    هبـه وسـيل    z(x, y)تابع ارتفـاع   اغلب،. كنند را توليد مي z(x, y) توپوگرافيتصويرهاي 

هاي نقطـه بـه    تابع ارتفاع معمولاً انحراف ).رجوع شود 2به شكل (يابد  هاي موازي، توسعه مي نيمرخ همجموع
    . كند مي ارائهرا  شود گيري مي اندازه طح ميانگينو س توپوگرافيبين ه كه نقط
انواع مختلف پارامترهـاي بافـت سـطح مـورد اسـتفاده قـرار        هتوانند به منظور محاسب مي توپوگرافيهاي  داده

گيـري   به توضيحات روش مـورد اسـتفاده بـراي انـدازه    پارامترها  هگيري شد با اين وجود، مقادير اندازه. گيرند
گيـري پارامترهـاي سـطح مـورد      ممكن است بـه منظـور انـدازه    مساحتي توپوگرافيهاي  روش. بستگي دارند

 يـا بطـور متنـاوب   (بـرداري در هـر جهـت     جداسازي فضايي و طول نمونـه كه  در صورتيد ناستفاده قرار گير
ت عـدم قطعي ـ  مهـم اسـت كـه   بعلاوه  .باشدگيري نشان داده شده  براي هر اندازه) برداري نمونه مساحت مورد

هـاي ارتفـاع بـين     مهم اين است كه آيا دستگاه تفـاوت  هنكت. تعيين شود zو  x، y هگيري شد مختصات اندازه
هـا   كند و اگر چنين است آيا دستگاه اين تفاوت را آشكار مي Yگذاري شده در امتداد جهت  هاي فاصله نيمرخ

درسـتي هـر    ،ديگـر  هنكت ـ). وع شـود رج ـ 2يادآوري  2-2-3همچنين به بند (كند  پالايش مي رايجرا به طور 
  . دشو نتيجه مياست كه  Yيا  Xمختصات  درستيهمچنين جانبي و  يشروبسيستم 

. شود كاربر از آنها آگاه باشد هايي است كه توصيه مي رعايت محدوديتشناسي سطح منوط به  هاي اندازه روش
  . هاي مهم در پيوست الف شرح داده شده است برخي از محدوديت
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  ها گيري بافت سطح با مثال هاي اندازه بندي روش طبقه -شكل ا
  

سازي  هاي يكپارچه روش
  مساحتي

 توپوگرافيهاي  روش
 مساحتي

z(x, y)  ياz(x)   
 yaبه عنوان تابعي از

هاي نيمرخ خط روش
z(x) 

  پراكندگي يكپارچه كل-
  پراكندگي تبديل زاويه-

  موازي هبا صفح خازني ظرفيت-
  پنوماتيك-

 

  سوزني تماس  روبش-
  سنج تغيير فاز تداخل-

  جممنس يشروبسنجي  تداخل-
  كانوني ميكروسكوپي هم-

  كانوني رنگي ميكروسكوپي هم-
  نور ساخته شده تصوير-

  تغييرات كانوني ميكروسكوپي-
  هولوگرافي ديجيتالي ميكروسكوپي-

 -SEM  تبديل زاويهبراي  
 cتونلي ميكروسكوپي روبش-

  cنيروي اتمي ميكروسكوپي-

  نيمرخ ديفرانسيلي نوري-
اي نيمرخ خودكانوني نقطه-  

  سوزني تماسي شروب-
  سنج تغيير فاز تداخل-

 bسنجي مدور نيمرخ تداخل-

  نوري ينيمرخ ديفرانسيل-

a   نيمرخ درستي z(y) شود كه براي هر روش محقق شود به روش مورد نظر بستگي دارد و توصيه مي .  
b    ش مدور براي توليد نيمرخ روباين روش به)(z متكي است .  
c   STM   وAFM  ميكروسكوپي  هش شدروب پرابهايي هستند كه اغلب به عنوان  روش(SPM) ساير . شوند بندي مي طبق          

    (SCM)ميكروسكوپيشي روب خازني ظرفيت يا (NSOM/SNOM)نوري ميكروسكوپي ميداني  روبش از قبيل SPMهاي  روش     

  . توسعه يافته يا مورد پذيرش واقع شود ،طحس توپوگرافيگيري  همچنين ممكن است به اندازه     
               . كنند ها را بيان مي هاي توليد شده توسط هر رده از روش انواع داده cو  a  ،bهاي  يهنما - يادآوري
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 كه به عنوان مجموعه مساحتي توپوگرافيروش  هبدست آمده به وسيل توپوگرافيمثالي براي تصوير  -2شكل 
    . ترسيم شده است  z(x)هاي موازي  نيمرخ
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  الفپيوست 
  )اطلاعاتي(

  
  شناختي ههاي انداز محدوديت

  
  ني سطح گهم       1-الف

باشد و بنـابراين بـر همگنـي خاصـيت      ميو سطح  پرابتعامل بين مستلزم  3-3شده در بند  عيينهر روش ت
 ،ر ايـن صـورت  در غي. متكي است ،سطح توپوگرافيگيري دقيق  به منظور فراهم كردن اندازه حس شده سطح

منجـر   گيري شـده  سطح اندازه توپوگرافيتواند به تغييرات ظاهراً كاذب در  سطح مي ادهتغييرات در خواص م
 .دنبـر روي سـطح تأثيرگـذار باش ـ    ،تغييـرات در خـواص نـوري    به وسـيله هاي نوري ممكن است  روش. شود
ممكـن   پـذيري  انعطـاف يـرات در  تغي ههاي تماسي از قبيل سوزن و نيروي اتمي ميكروسكوپي به وسـيل  روش

رسانايي الكتريكي تغييرات در  هش تونلي ميكروسكوپي ممكن است به وسيلروبو  قرار گيرندتأثير  است تحت
هـاي   گيـري  بـه هنگـام اجـراي انـدازه     با هر روشـي  اين خواص در نظر گرفتنبنابراين،  .تحت تأثير واقع شود

      . حائز اهميت است ،سطح توپوگرافي
   

       پذيري  و تفكيك گستره     2-الف
پذيري هم در جهت جانبي و هـم در   گستره و تفكيكهاي  داراي محدوديت 3-3شده در بند  عيينهر روش ت

پـذيري دسـتگاه مـورد     هاي گستره و تفكيـك  مهم است كه محدوديت براي كاربراين . باشد جهت عمودي مي
  . و مستندات سازنده شرح داده شود  در نظامنامه ها اين كميتشود  توصيه مي .استفاده را درك كند

  به طور كلي،
يـك   1حـد شكسـت  حسگر از قبيـل   فضايي پذيري تفكيك هبه وسيل معمولاً) فضايي(پذيري جانبي  تفكيك -
طـول   هبـه وسـيل   بعضي مواقعبر روي نيمرخ مكانيكي تماسي يا  پرابيك نوك  هميكروسكوپ نوري يا انداز  
مطـابق بـا    توپـوگرافي در تجزيـه و تحليـل    كـه  3هموارسـازي  پالاية تو در توي يا شاخص 2موج قطع كوتاه  
، رود بــه كــار مــي ]در كتابنامــه 32  رديــف[ ISO 16610هــاي مــورد قبــول از قبيــل  ويژگــي                  

     .شود محدود مي
    .شود مي گيري شده محدود اندازه مساحت هطول نيمرخ يا انداز هبه وسيل جانبي هگستر -
  بــه[ شــود دود مــيحــم گيــري دســتگاه انــدازه  4هنوفــ توســطذيري عمــودي اغلــب  ـپــ فكيكـتــ -
  discrimination threshold (ISO/IEC Guide 99: 2007, 4, 16) رجوع شود.[   
  . شود در جهت عمودي محدود مي 1تطول حرك هعمودي اغلب به وسيل هگستر -

                                                            
1- Diffraction  
2- Short wavelength cut-off  
3- Nesting index of a smoothing filter  
4- Noise  
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شوند، بـه طـوري كـه     حسگر تعيين ميتعاملي كيفيت  هي اغلب به وسيلپذير تفكيك هبنابراين، هر دو محدود

جابجايي مورد استفاده به منظور اجراي جابجايي عمودي و هاي  دستگاهكيفيت  هاغلب به وسيل هگسترهر دو 
 توپـوگرافي هـاي   هاي مهمـي بـراي دسـتگاه    مشخصه ،پذيري و تفكيك هگستر. شوند مشخص مي پرابجانبي 
در  35و  34، 33هـاي   رديـف بـه  [ گيرنـد  مورد بـازنگري قـرار مـي    هاي متعددي در مكانهستند و  مساحت
  . ]رجوع شود كتابنامه

  
                گيري شيب  اندازه      3-الف
هـاي سـوزني و    روش .باشند سطوح با شيب تند ميگيري  اندازهداراي حدود براي  اغلبهاي بافت سطح  روش

براي چندين نوع  .شوند محدود مي پراب نوك 2ةدست هزاوي هراي مثال به وسيلهاي نيروي اتمي ب ميكروسكوپ
مـرتبط   3عدسـي شـيئ رقمـي    منفـذ  هـاي تنـد بـه    گيري شيب ، حدود براي اندازههاي نوري از ميكروسكوپ

       .باشد مي
  
  
  
     

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                          
5- Length of  travel  
1- Shank angle 
2- Numerical aperture of the objective  
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  پيوست ب
  )اطلاعاتي(

  
   GPS ارتباط با الگوي ماتريس

  
  كليات        1- ب

  . رجوع شود  ISO/TR 14638:1995به استاندارد   GPSالگوي ماتريس  هب جزئيات كامل در باربراي كس
  
   GPS  در الگوي ماتريس موقعيت       2-ب

كه  است ")GPS(هاي هندسي فرآورده  ويژگي"اسـتاندارد يكي از اسـتـانداردهاي ملي ايران در رابطه با اين 
 GPSبر ماتريس عمومي   "سطح مساحت بافت"نداردها در ارتباط با استا هزنجير از 5بر پـيـوند زنجـيري 

  . ترسيم شده است  1-تأثيرگذار و در شـكل ب
  
  استانداردهاي مرتبط        3-ب

 1-اسـتـانداردها در شكل ب هالمـللي مرتبـط استـانداردهايي هستند كه در زنجير استـانداردهاي ملي و بين
  . نشان داده شده است
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   GPS عمومياستانداردهاي

23456 1 پيوندهزنجير هشمار
      اندازه
      فاصله
      شعاع
      زاويه

      1شكل خط مستقل از  مبنا
      2شكل خط وابسته به مبنا

      3شكل سطح مستقل از مبنا
      4شكل سطح وابسته به مبنا

      5يابي جهت
      6موقعيت

      7دويدگي دوراني
      8دويدگي كل

      9مبناها
       10نيمرخ زبري
       11نيمرخ موجي
      12نيمرخ اوليه
      13نواقص سطح

       14ها  لبه

       سطح  مساحت بافت

 GPSماتريس موقعيت در الگوي  -1شكل  ب 

                                                            
1- Form of line independent of datum 
2- Form of line dependent of datum 
3- Form of surface independent of datum 
4- Form of surface dependent of datum 
5- Orientation 
6- Location 
7- Circular run-out 
8- Total run-out 
9- Datums 
10- Roughness profile 
11- Waviness profile 
12- Primary profile 
13- Surface imperfections 
14- Edges 

 
 
 
 
 
 
 
 

 استانداردهاي
 اصلي
GPS 

  GPSفراگيراستانداردهاي       
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